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1. はじめに 

高速な3次元非接触形状計測技術は産業や医療

分野において非常に重要である。特に低コヒーレ

ンス干渉による形状計測法は高分解能な深さ方向

のイメージングとして知られている。我々は、高

速に広範囲の測定を可能にするために空間位相変

調器と共振器を用いた時間領域の 2 次元断層計測

法を実現した。一方、周波数領域の断層計測法と

して VIPA を用いた計測法も開発している。これ

は、Fig.1 のように VIPA の出射角毎に異なる FSR

の光（光コム）を発生させ、その自己相関関数の繰

り返し間隔が FSRに反比例することを利用したも

のである[1-4]。しかし、これらの方法は断層計測

をするためには干渉次数の判別をする必要がある。

そこで本研究では VIPA の次数毎に CCD に投影さ

れるレンジが違うことを利用して干渉次数の判別

を行ったので、報告する。 

 

Fig. 1 VIPA による断層計測の概念図. 

2. 干渉次数判別の原理 

Fig.2に干渉次数判別の概念図を示す。VIPAを

用いた断層計測は、参照光側に VIPA を、信号光

側に試料を置き合波することで干渉信号から深

さ情報を得るが、参照光側に遅延を付けること

で、次数毎に CCD 上を干渉信号が移動する量が

異なる。これを利用することで干渉次数の判別

が可能になる。 

 

Fig. 2 干渉次数判別の概念図 

3. 実験方法 

Fig.3 に実験系を示す。マッハツェンダー干渉

計の参照光路中に VIPA を、信号光側に試料を

いれ、それぞれをビームスプリッタにより合波

し CCD に投影している。このとき、参照光路中

にガラス(50𝜇𝑚, 𝑛 = 1.52)  を挿入し26𝜇𝑚遅延を

付け、ガラス挿入前後の干渉信号の位置を観測

し移動量[pixel]を求めた。 

 
Fig. 3 実験系 

4. 結果と考察 

ガラス挿入の有無による CCD 上の干渉ピー

クの位置の差を干渉次数に対してプロットした

結果を Fig.4 に示す。その結果、位置差が次数に

よって変わることから次数を特定可能であるこ

とがわかった。つまり、複数の干渉次数を計測

に利用することで、シングルショット 2 次元断

層計測の計測範囲拡大が可能であることが示さ

れた。 

 

       Fig. 4 実験結果  
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